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Rasterelektronenmikroskopie am fem

�'�K�H���O�K�V���H�K�P�H�T���)�H�N�G�H�O�K�U�U�K�Q�P�U�M�D�V�J�Q�G�H���D�W�U�5�H�U�V�D�V�V�H�V�H�P���5�D�U�V�H�T�H�N�H�M�V�T�Q�P�H�P��
�O�K�M�T�Q�U�M�Q�R�H�����5�(�0�����H�T�O�·�5�N�K�F�J�H�P���0�D�V�H�T�K�D�N�W�P�V�H�T�U�W�F�J�W�P�5�H�P���K�O���1�D�P�Q�O�H�V�H�T��
�E�H�T�H�K�F�J�����$�W�I�P�D�J�O�H�P���O�K�V���G�H�P���6�H�M�W�P�G�¥�T�H�N�H�M�V�T�Q�P�H�P�����6�(�����'�H�V�H�M�V�Q�T�H�P���U�K�P�G��
�V�Q�R�Q�5�T�D�R�J�K�H�����E�\�Y�����M�D�P�V�H�P�E�H�V�Q�P�V�����Y�¥�J�T�H�P�G���$�W�I�P�D�J�O�H�P���O�K�V���G�H�O���5�½�F�M��
�U�V�T�H�W�H�N�H�M�V�T�Q�P�H�P�����5�(�����'�H�V�H�M�V�Q�T���G�H�P���0�D�V�H�T�K�D�N�����E�\�Y�����&�J�D�P�P�H�N�K�P�5���.�Q�P�V�T�D�U�V��
�\�H�K�5�H�P�����=�W�T���Q�T�V�U�D�W�I�5�H�N�·�U�V�H�P���(�N�H�O�H�P�V�D�P�D�N�[�U�H���U�V�H�J�H�P���'�H�V�H�M�V�Q�T�H�P���I�½�T��
�H�P�H�T�5�K�H�����E�\�Y�����Y�H�N�N�H�P�N�¥�P�5�H�P�G�K�U�R�H�T�U�K�X�H���5�·�P�V�5�H�P�U�R�H�M�V�T�Q�O�H�V�T�K�H���\�W�T���9�H�T��
�I�½�5�W�P�5�����(�'�;�����:�'�;�������'�K�H���M�T�K�U�V�D�N�N�Q�5�T�D�R�J�K�U�F�J�H�P���(�K�5�H�P�U�F�J�D�I�V�H�P���M�·�P�P�H�P���O�K�V��
�(�N�H�M�V�T�Q�P�H�P�T�½�F�M�U�V�T�H�W�E�H�W�5�W�P�5�����(�%�6�'�����D�P�D�N�[�U�K�H�T�V���Y�H�T�G�H�P�����(�%�6�'���N�K�H�I�H�T�V��
�,�P�I�Q�T�O�D�V�K�Q�P�H�P���½�E�H�T���3�J�D�U�H�P�����.�Q�T�P�5�T�·� �H�P���W�P�G���.�T�K�U�V�D�N�N�Q�T�K�H�P�V�K�H�T�W�P�5�H�P����
�*�H�\�K�H�N�V�H���0�D�V�H�T�K�D�N�D�E�V�T�D�5�W�P�5�H�P���H�T�O�·�5�N�K�F�J�V���G�H�T���I�Q�M�W�U�U�K�H�T�V�H���*�D���,�Q�P�H�P�U�V�T�D�J�N��
���)�Q�F�W�U�H�G���,�Q�P���%�H�D�O�����)�,�%�������0�K�V���)�,�%���N�D�U�U�H�P���U�K�F�J���4�W�H�T�U�F�J�P�K�V�V�H���K�P���2�E�H�T�2���¥�F�J�H�P��
�O�K�V���J�Q�J�H�T���2�T�V�U�D�W�2���·�U�W�P�5���R�T�¥�R�D�T�K�H�T�H�P���W�P�G��in situ���H�N�H�M�V�T�Q�P�H�P�O�K�M�T�Q�U�M�Q�R�K�U�F�J��
�W�P�V�H�T�U�W�F�J�H�P�����'�D�J�H�T���H�K�5�P�H�V���U�K�F�J���G�K�H�U�H���0�H�V�J�Q�G�H���E�H�K�U�R�K�H�N�U�Y�H�K�U�H���\�W�T��
�8�P�V�H�T�U�W�F�J�W�P�5���X�Q�P���6�F�J�K�F�J�V�U�[�U�V�H�O�H�P�����'�H�I�H�M�V�H�P���Q�G�H�T���.�Q�T�T�Q�U�K�Q�P��

Röntgenspektrometrische Elementanalyse

�=�H�K�U�U���*�H�O�K�P�K�������� �=�H�K�U�U���$�W�T�K�5�D���������&�T�Q�U�U�E�H�D�O���:�Q�T�M�U�V�D�V�K�Q�P �.�Q�T�T�Q�U�K�Q�P�U�W�P�V�H�T�U�W�F�J�W�P�5���D�O���)�,�%���4�W�H�T�U�F�J�P�K�V�V

Ihr Ansprechpartner: Dr. Wolf-Alexander Heiß
+49 7171 1006-707 | heiss@fem-online.de | www.fem-online.de

���������(�P�H�T�5�K�H�G�K�U�R�H�T�U�K�X�H���5�·�P�V�5�H�P�U�R�H�M�V�T�Q�O�H�V�T�K�H�����(�'�;����
�(�'�;���0�D�R�R�K�P�5���H�K�P�H�U���O�K�V���7�K�V�D�P�Q�Z�K�G���E�H�U�F�J�K�F�J�V�H�V�H�P���.�W�R�I�H�T���3�D�T�V�K�M�H�N�U���K�O��
�4�W�H�T�U�F�J�P�K�V�V�����'�K�H���O�D�Z�K�O�D�N�H���U�R�H�M�V�T�D�N�H���$�W�2���·�U�W�P�5���E�H�V�T�¥�5�V�����������H�9

���������:�H�N�N�H�P�N�¥�P�5�H�P�G�K�U�R�H�T�U�K�X�H���5�·�P�V�5�H�P�U�R�H�M�V�T�Q�O�H�V�T�K�H�����:�'�;��
�'�H�T���:�'�;���'�H�V�H�M�V�Q�T���H�T�O�·�5�N�K�F�J�V���H�K�P�H���H�T�J�H�E�N�K�F�J���E�H�U�U�H�T�H���U�R�H�M�V�T�D�N�H��
�$�W�2���·�U�W�P�5���X�Q�P�������H�9�����'�H�P���8�P�V�H�T�U�F�J�K�H�G���X�H�T�D�P�U�F�J�D�W�N�K�F�J�V���H�K�P���9�H�T�5�N�H�K�F�J��
�G�H�T���6�R�H�M�V�T�D�N�N�K�P�K�H�P���X�Q�P���6�K�N�E�H�T���O�K�V���(�'�;�����5�H�N�E�����W�P�G���:�'�;�����5�T�D�W��

Zeiss Gemini 300
���!���� ���)�H�N�G�H�O�K�U�U�K�Q�P�U�M�D�V�J�Q�G�H����

���������P�O���$�W�2���·�U�W�P�5���E�H�K�������M�9
�� �� ���������P�O���$�W�2���·�U�W�P�5���E�H�K���������M�9
���!���� �,�P�/�H�P�U���(�U�%���'�H�V�H�M�V�Q�T
 >  5 Dioden RE-Detektor
���!���� ���������O�O2���(�'�;���'�H�V�H�M�V�Q�T
�!���� �:�'�;���'�H�V�H�M�V�Q�T��
�!���� �6�F�J�W�V�\�5�D�U���3�T�Q�E�H�P�V�T�D�P�U�I�H�T�U�[�U�V�H�O

Anwendungen
���!���� ���+�Q�F�J�D�W�2���·�U�H�P�G�H���5�(�0
�!���� �2�T�V�U�D�W�I�5�H�N�·�U�V�H���(�N�H�O�H�P�V�D�P�D�N�[�U�H
�!�����.�Q�T�T�H�N�D�V�K�X�H���0�K�M�T�Q�U�M�Q�R�K�H
�!���� ���8�P�V�H�T�U�W�F�J�W�P�5���X�Q�P���N�W�I�V�����Q�G�H�T��

�I�H�W�F�J�V�K�5�M�H�K�V�U�H�O�R�1���P�G�N�K�F�J�H�P���3�T�Q�E�H�P

Elektronenbeugung���������'�D�T�U�V�H�N�N�W�P�5���G�H�U���0�D�V�H�T�K�D�N�M�Q�P�V�T�D�U�V�U���H�K�P�H�T���(�N�Q�Z�D�N�U�F�J�K�F�J�V���O�K�V��
�&�W���(�K�P�N�D�5�H�T�W�P�5���O�K�V���G�H�O���5�(���'�H�V�H�M�V�Q�T��

�������5�(���$�W�I�P�D�J�O�H���X�Q�P���*�H�I�½�5�H���P�D�F�J���$�T�5�Q�P���,�Q�P�H�P�U�V�T�D�J�N�R�T�¥�R�D�T�D�V�K�Q�P
���������3�N�D�V�K�P���1�D�P�Q�R�D�T�V�K�M�H�N���D�W�I���H�K�P�H�T���0�H�O�E�T�D�P�����D�W�I�5�H�P�Q�O�O�H�P���O�K�V���G�H�O��

�,�P�/�H�P�U���'�H�V�H�M�V�Q�T
�������������5�W�V�J�H�P�K�W�O���&�N�W�U�V�H�T���D�W�I���H�K�P�H�T���O�K�V���6�K�N�E�H�T���E�H�U�F�J�K�F�J�V�H�V�H�P���*�N�D�U�M�W�5�H�N��

�D�W�I�5�H�P�Q�O�O�H�P���O�K�V���G�H�O���1�K�H�G�H�T�U�R�D�P�P�W�P�5�U���5�(���'�H�V�H�M�V�Q�T��
��Energy selective Backscattered�����(�U�%��

�(�%�6�'���0�D�R�R�K�P�5�U���H�K�P�H�T���.�W�R�I�H�T���2�E�H�T�2���¥�F�J�H���O�K�V���)�D�T�E�G�D�T�U�V�H�N�N�W�P�5
�D�N�U���K�P�X�H�T�U�H���3�Q�N�1���5�W�T
�������$�W�U�5�D�P�5�U�\�W�U�V�D�P�G
�������G�H�W�V�N�K�F�J���H�T�M�H�P�P�E�D�T�H���7�H�Z�V�W�T�����K�O���5�H�Y�D�N�\�V�H�P���=�W�U�V�D�P�G��

Strukturuntersuchung

Zeiss Auriga 60 
���!�������)�H�N�G�H�O�K�U�U�K�Q�P�U�M�D�V�J�Q�G�H����

���������P�O���$�W�2���·�U�W�P�5���E�H�K�������M�9
���������P�O���$�W�2���·�U�W�P�5���E�H�K���������M�9

���!���� �,�P�/�H�P�U���(�U�%���'�H�V�H�M�V�Q�T
���!���� �����'�K�Q�G�H�P���5�(���'�H�V�H�M�V�Q�T
���!���� �������O�O2���(�'�;���'�H�V�H�M�V�Q�T
>  EBSD-Detektor
�!�������������M�9���*�D���,�Q�P�H�P�M�D�P�Q�P�H�����)�,�%��
�!���� ���6�F�D�P�P�K�P�5���7�T�D�P�U�O�K�U�U�K�Q�P���(�N�H�F�V�T�Q�P��

�0�K�F�T�Q�U�F�Q�R�[�����6�7�(�0�����'�H�V�H�M�V�Q�T

Anwendungen
���!���� ���+�Q�F�J�D�W�2���·�U�H�P�G�H���5�(�0���W�P�G���6�7�(�0
�!���� �2�T�V�U�D�W�I�5�H�N�·�U�V�H���(�N�H�O�H�P�V�D�P�D�N�[�U�H
�!�������3�T�¥�R�D�T�D�V�K�Q�P���X�Q�P���)�,�%���4�W�H�T�U�F�J�P�K�V�V�H�P
�!���� �3�T�¥�R�D�T�D�V�K�Q�P���X�Q�P�����6���7�(�0���/�D�O�H�N�N�H�P
�!�����)�,�%���5�(�0���7�Q�O�Q�5�T�D�R�J�K�H

2

3 4

1 2

1 2


